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* Disefio de un acelerometro capacitivo

Proceso de diseno completo:
— Calculo de dimensiones y parametros
— Simulacion del comportamiento
— Dibujo de mascaras

— Verificacion de reglas de diseiio
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Marco fijo




Aceleracion del marco de referencia (sistema no inercial)
equivale a una fuerza sobre la masa en el marco f1j0

F, = ma
Fo, — by — ky = my

ma = my + by + ky

donde a es la aceleracion que se desea medir
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Nos interesa el funcionamiento cuasi-estatico (s=0)
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Ejemplo

Un acelerometro de 50g
y W =24.7kHz

tendria un desplazamiento
de la masa de 20nm




Ruido debido a la amortiguacion
browniana, en una banda de 1Hz \/4 ]fB Th

: : Otras fuentes de ruido:
Aceleracion producida por el

ruido, en valor rms
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Vamos a medir el desplazamiento mediante un cambio en la
capacidad.

Tengamos dos electrodos fijos y uno movil:
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Amplificador de transimpedancia
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Realimentacion capacitiva
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Viga apoyada en los extremos, con fuerza aplicada en el
centro
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Con £ modulo de Young (propiedad del material), W
ancho, H espesor, y L longitud total.

iOJO! En el acelerometro hay
dos vigas que sostienen a la
masa (con efecto sobre la £ total)
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Sensibilidad S

Yo
a

Fondo de escala (rango). Limitado por el margen de
movimiento de los electrodos y por la rotura de las vigas

w
Ancho de banda fma:c < fO 1Ofmaa: § ﬁ




Acelerometros

L Electronica
(1x8 mm)

Pads (1mm)




* Optimizacion
— Economica
— En espacio

— De las caracteristicas

* Cualquier decision de disefio debe
justificarse

* Siempre cumpliendo las especificaciones
minimas
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* Breve memoria del proceso de diseio
* Mascaras para PolyMUMPS en formato TDB o GDS

* Resultado del DRC

* Presupuestos para 1, 1000 y 1000000 uds., con varias
en el mismo chip, si caben

* Hoja de caracteristicas: dimensiones, sensibilidad,
rango, frecuencia de resonancia y ancho de banda.




* Espesores de las capas de PolyMUMPS y
mascaras que las generan

* Propiedades de los materiales: densidad,
modulo de Young, resistividad, tension de
rotura

* Reglas de disenio y dimensiones minimas

* No todos los datos y procesos son necesarios




* Modelos Simulink de acelerometros
comerciales ADXI1.202, ADXL203,
ADXL311 y ADXL320

* Disponibles en www.analog.com y en la web
de la asignatura
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